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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)
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Source Brightness Stability(%) Size Energy spread Vacuum
W 3X103 ~1 50um 3.0(eV) 105 (z)
LaBg 3x106 ~2 Sum 1.5 105
C-FEG 10° ~5 5nm 0.3 10-10
T-FEG 10° | 20nm 0.7 10-°
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Mikroskopia skaningowa jest metodg rastrowg - rozdzielczos¢
zalezy wiec takze od:

* wielkosci skanowanego obszaru;

* rozdzielczosci systemu generujgcego skan;

* rozdzielczosci systemu zbierajgcego / przetwarzajgcego obraz.
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

electron beam
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Detekcja Elektronéw Wtérnych (SE) w trybie wysokiej prozni (HV)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Detekcja Elektrondw Wtdrnych (SE) w trybie wysokiej prézni (HV)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Detekcja Elektrondw Wtdrnych (SE) w trybie niskiej prézni (LV)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)

~ Detekcja Elektronéw Wtdrnych
(SE) w trybie wysokiej prozni (HV)

Anizotropowy spiek
Zgrzewane tasmy Ti-Ni
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)

Detekcja Elektronéw Wtérnych
SE) w trybie wysokiej prozni (HV)

Elektrochemicznie eksfoliowany
grafit / tlenek grafitu / nanografit
/ wielowarstwowy tlenek grafenu
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)
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Nadprzewodniki talowe
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)

Detekcja Elektrondw Wtdrnych
(SE) w trybie wysokiej prozni (HV)

Nadprzewodniki DyBaCyO / ErBaCuO
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)
Detekcja Elektrondw Wstecznie Rozproszonych (BSE) w trybie wysokiej prozni (HV)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)

o

B e - i
ﬁ&“? L _wﬂg \""\m

S

Detekcja Elektrondw Wstecznie Rozproszonych (BSE) w trybie wysokiej prézni (HV)

Tasma molibdenowa
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)
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Nadprzewodnik TIBaCaCuO
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjg Energii (EDS)

Detekcja Elektrondw Wstecznie Rozproszonych (BSE) w trybie wysokiej prozni (HV)

Nadprzewodnik TIBaCaCuO
Obca faza w nadprzewodniku (Dy/Er)B
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Zgrzewane tasmy Ti-Ni
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)
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Budowa i testowanie uktadu kontroli wigzki
elektronéw oraz implementacja oprogramowania
sterujgcego procesami mikro- i nanofabrykacji
indukowanej zogniskowang wigzka elektronéw
Autor: Pawel Grzegorz Kempys

Kierunek studiow Informatyka Stosowana
Opiekun pracy dr inz. Jan Michalik
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersjq Energii (EDS)
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Etap lll: Testy

Faza | testow:

» Uktad nie byt jeszcze skonczony

» Cel: Sprawdzenie mozliwosci
realizacji podstawowych zatozen
projektowych

»Wynik: Uktad jest zdolny do

precyzyjnej kontroli potozenia
wigzki elektronowej

JE kL ®1.888 18mm
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Faza |l testow

Uktad elektroniczny przeniesiony na ptytke PCB

>
» Utworzono interfejs graficzny
» Cel: Wstepna ocena rozdzielczosci procesu oraz wptywu czasu postoju

wigzki na rozmiar utworzonego punktu

1@, 888 1w 38 44 SEI
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Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) z systemem Spektroskopii Rentgenowskiej z Dyspersja Energii (EDS)

Faza lll testow

s8kuU X85 ZBBwrm 11 48 SEI 28kU X858 ZBrm 1198 SEI

Przejscie z wersji pozytywowej (A) na negatywowa (B) spowodowane m. in. zbyt
dtugim czasem postoju wigzki (znacznie lepsze odwzorowanie geometrii wzoru w
obszarach z nadmiarowg dawka)
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